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Diplomthema: Herstellung und Charakterisierung dunner, amorpher/kristalliner,
hydrogenisierter Siliziumschichten mittels gepulstem Magnetronsputtern fiir photovol-
taische Anwendungen

Ein in Industrie und Forschung seit langem etabliertes und kostengunstiges Verfahren zur
Herstellung dinner Schichten ist das Magnetronsputtern, bei dem plasmagestiitzt ein Material
im Vakuum zerstdubt (engl.: to sputter) und auf einem Substrat, wie zum Beispiel Glas, wie-
der abgeschieden wird. So kdnnen Schichten von nur wenigen hundert Nanometern Dicke
hergestellt werden. Das Magnetronsputtern ist einer der Forschungsschwerpunkte an der Pro-
fessur "Physik fester Korper"”, sodass hierzu bereits ein umfangreicher Erfahrungsschatz vorhan-
den ist.

Ziel der Diplomarbeit ist es, im Rahmen des
laufenden  Forschungsprojekts  "Solar-
Silizium" einen Beitrag zur Etablierung des
Magnetronsputterns im Bereich der Photo-
voltaik zu liefern. Dazu sollen diinne dotier-
te Siliziumschichten im amorphen und auch ~ —
kristallinen Zustand hergestellt werden. =
Um die Schichten hinsichtlich Ihrer An-
wendbarkeit in der Photovoltaik zu charak-
terisieren, werden strukturelle und elektri-
sche Eigenschaften, die chemische Zusam-
mensetzung sowie optische Eigenschaften
gemessen. Diese Untersuchungen werden zu einem grol3en Teil

an der Professur Halbleiterphysik durchgefiihrt. Die Ergebnisse

sind mit eigenen Untersuchungen unterschiedlichster Prozess-

parameter bei der Schichtherstellung, also beispielsweise des Drucks der Arbeitsgase (Argon
und Wasserstoff), der Plasmaparameter oder der Substrattemperatur, zu korrelieren, die die
Eigenschaften des abgeschiedenen Siliziums signifikant beeinflussen. Zur Charakterisierung
der Plasmaparameter (wie zum Beispiel Elektronentemperatur und -dichte) stehen die Lang-
muir-Sondenmessung sowie optische Emissionsspektroskopie (OES) zur Verfugung. Der Be-
schuss der wachsenden Schichten mit energiereichen Teilchen und Strahlung aus dem Plasma
wird mittels thermischer Sonden untersucht.

Die Ergebnisse aus der Arbeit werden unmittelbar genutzt, um Untersuchungen zur Abschei-
dung im industriellen Malstab vorzubereiten und zu unterstiitzen. Der Diplomand ist deshalb
in eine enge Kooperation mit den Projektpartnern eingebunden und erhélt so Einblick in die
praktische Tatigkeit eines Physikers in der Industrie oder an Forschungsinstituten.
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